
プロセス用赤外線ガス分析計

EIA-51d/51p
TIA-51d/51p

防爆形



HORIBAの防爆形プロセス用赤外線ガス分析計は、1965年発売以来、可燃性ガスの分析や、爆発性雰
囲気での分析の用途で、長年のご好評をいただいています。
これまでの信頼性と実績に基づき、防爆仕様を強化し、新たに水素ガス雰囲気での測定に対応する
など基本性能が向上しました。次世代の防爆形ガス分析計として再設計したのものが、EIA-51d/51p・
TIA-51d/51pです。
より一層の安全を求めて視認性・操作性も向上し、自己診断機能・管理機能など、機能性も充実。
国際規格や通信仕様の対応も整え、長期を見据えた活用が可能な設計になっています。

プロセス用赤外線ガス分析計

EIA-51d/51p
TIA-51d/51p

防爆形

40年にわたる信頼を、次代へ引き継ぐ。

TIA-51d/51p EIA-51d/51p

新デザインと新コンセプトで、
次世代のスタンダードを提案します。

測定レンジにあわせて３ラインアップで対応。

基本仕様を向上し、水素防爆に対応。
ユーザーインターフェースの一新。
従来機種（31シリーズ）との互換性を確保。
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新・防爆形ガス分析計、誕生。

石油ガス化学 アンモニアプラント 製鉄ガス 熱処理炉 硫酸プラント
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多様な工業用ガスに、実績の防爆仕様で対応します。

●水素防爆に対応。
従来機種（31シリーズ）の信頼性・安全性を継承し、「ⅡB+H2」に対応する等級へとグレードアップしました。

●国際規格に準拠。
IEC準拠規格である工場電気設備防爆指針に対応。通信機能（オプション）を実装し、管理機能のネットワーク化に柔軟に
対応できる仕様となっています。

基本仕様を向上し、水素防爆に対応。1

Ex d ⅡB+H2 T4
温度等級　T4：最高表面温度135℃

防爆構造の種類　d: 耐圧防爆構造

国際規格準拠

電気機器のグループ　ⅡB+H2：工場・事業所用
　　　　　　　　　　　　分類Bの爆発性ガス、および水素に適用

耐圧
防爆

Ex  px  Ⅱ  T4  X

温度等級　T4：最高表面温度135℃

防爆構造の種類　p: 内圧防爆構造(px方式)

国際規格準拠

電気機器のグループ　Ⅱ: 工場・事業所用

内圧
防爆

特別な使用条件※

※容器内圧力が測定ガス圧力より50Pa以上高くなっています。
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ユーザーインターフェースの一新。2

51シリーズは、従来機種（31シリーズ）と
の互換性も重視。長期安定稼働してきた
従来シリーズのリプレースニーズを支え
るために、基本的な仕様を引き継いで製
品化しています。
取付穴位置や本体サイズなど、物理的な
互換性にも配慮。迅速なリプレースに貢
献します。

従来機種（31シリーズ）との互換性を確保。3

●取付穴位置など共通仕様を踏襲。

より安定したガス分析を実現するために、新たな機能として、異常を知ら
せる自己診断機能と、管理機能を付加しました。校正係数の履歴や、オプ
ションで提供する自動校正機能など、日常の分析管理業務の安全、確実
な運営をサポートする機能です。

●自己診断機能・管理機能を搭載。

既設の信号ケーブルを利用した機器更新に対応しています。※　また、ご要望に応じてアナログ出力機能により、分析異常を
知らせる警報機能を設定することも可能です。
※ケーブルシースの劣化、損傷が著しいなど、ケーブルの状態により利用できない場合がありますので、予めご確認お願いします。

●既設信号ケーブルを利用した機器更新が可能。警報機能もプラス。

■新規取付時の装置全体構成 ■リプレース時のケーブル流用例

電源

アナログ出力

標準

接点入出力/または通信（RS-485/Modbus®）入出力

電源（自動校正仕様時）
接続箱

自動校正
電磁弁

自動校正
電磁弁

非危険箇所危険箇所非危険箇所危険箇所

オプション 既設 新設

電源入力/アナログ出力

異常時にはアナログ値が変化します。

■ 検出器温度警報

■ 校正警報 

■ 検出器信号異常警報

■ システム異常警報

■ 警報履歴（最大99件）
■ 校正係数履歴（最大99件）

自己診断機能

管理機能

ModbusはSchneider Automation Inc.の登録商標です。

（アナログ出力警報）※

※出力するアナログは自由に設定できます。
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HORIBA独自の高精度赤外線ガス分析計

原理図

異なった原子からなる分子は特定の波長域の赤外線を吸収し、圧力
が一定のガス体では濃度に対応した吸収を示します。
赤外線分析計は、この特性に基づき、試料ガスの濃度変化を連続的
に測定するものです。
光源から放射される赤外線は試料セルと比較セルを通過した後、回
転セクタにより断続光として検出器に入ります。
検出器には測定対象ガスが一定条件で封入されており、その成分特
有の波長域の赤外線のみを吸収します。比較セルと試料セルとの光
量差を検出器によって、電気信号に変換し、測定成分のみの濃度変
化を測定することが可能です。

干渉補正形は、上記赤外線ガス分析計の原理を、とくに妨害成分が
多く含まれる試料ガスでも、きわめて高精度な測定値が得られるよ
うにした独自方式です。上記標準型の基本構造に加え、干渉補正形
では測定用検出器と補正用検出器を同一光学系に並べて配置して
います。
これにより
①試料ガス中の他成分ガスによる干渉影響
②外部からの振動などの外乱影響
③光源部、セル部の劣化などによるドリフトを大きく軽減することが
可能です。

試料ガス

試料セル

試料ガス

試料セル
光源

回転セクタ

比較セル

測定用検出器

補正用検出器

プリアンプ減算

光源

回転セクタ

比較セル

検出器

プリアンプ

測定原理

測定原理

［標準形］

［干渉補正形］

単位表示部

濃度表示部

レンジ表示部

測定・校正状態
表示部

操作ボタン

状態表示部

従来の表示部、操作部を見やすく大きくし、機器の状態
がひと目でわかる、安全性の高いデザインになりまし
た。稼働状態（測定中・警報表示など）もつねにLEDで
明示され、状況確認も簡単です。また、校正や履歴情報
確認なども、容器のフタ
を開けずに操作・設定が
でき、運用実務をスムー
ズにサポート。日常業務
の的確性を高めます。

●見やすく操作もしやすいデザインで
　安全性を強化。

■非分散形赤外線吸収方式

原理図
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■測定範囲と特性

EIA-51d
耐圧防爆構造
ExdⅡB+H2T4
非分散形赤外線吸収方式
CO、CO2、CH4 など
0-0.11vol%（成分による）
0-100vol%（成分による）
100-90～50 vol%（成分による）
ゼロ：フルスケールの±0.5%
スパン：フルスケールの±0.5%
ゼロ：フルスケールの±0.5%
スパン：フルスケールの±0.5%
フルスケールの±1.0%
ゼロ：フルスケールの±2.0%/ 週
スパン：フルスケールの±2.0%/ 週
T90=20 秒以内
・酸素濃度  21%以下、ダスト  無し、ミスト  無し
・電気機器のグループⅡB、温度等級 T4 に対応するガス・蒸気 -空気混合物、
　及び水素 -空気混合物と同等以下の危険性であること。
・酸素濃度  21%以下、ダスト  無し、ミスト  無し
・温度等級 T4 の機器に対応する、ガス・蒸気 -空気混合物と同等以下の発火温度であること。
1.98kPa 以上（TIA オプションレンジ：250kPa 以上）
500mL/ 分
周囲温度
大気放出
SUS304、SUS316、FKM、CaF2、Au など
W540×D395×H456mm（取付板含む）　
W540×D395×H666mm（取付板含む）
約 50kg
LED デジタル濃度表示、状態表示
標準：手動校正　　オプション：自動校正
濃度出力  1ch
絶縁出力  DC 4-20mA （DC 0-16mA/0-20mA、DC 0-1V/0-5V/1-5V/0-10V はオプション仕様）
負荷抵抗  750Ω以下
出力電流 /電圧のスパン幅の -10%から +110%の範囲で任意設定可能。
分析計警報 /分析計注意 /校正・保守中 /測定レンジ
DC30V/0.1A（抵抗負荷）、ドライ接点 COM共通、動作時接点閉
測定レンジ切換 /自動校正シーケンス開始
開放時電圧：DC24V
短絡時電流：約 10mA
閉接点入力時に動作　
測定レンジ切換：ステータス入力
自動校正シーケンス開始：パルス入力（0.5 - 1 秒）
RS-485
Modbus®RTU※5

19200bps/9600 bps /4800 bps /2400 bps /1200 bps から選択
屋内設置
-5～40℃　（直射日光、輻射熱のないこと）
90%以下
ポンプやファン付近など振動が大きなところは避けて設置して下さい（100Hz、0.3m/s2 以下）
環境基準以下
定格 AC100～120V±10%、または AC200～240V±10%（但し最大 AC250V）　
定格 50/60Hz 共通　±5%
電源投入時 190VA、定常時約 80～140VA 
（電源電圧により異なります）
組成：窒素、圧力：196～690kPa、露点：－30℃飽和以下、流量：掃気時 10L/ 分 , 運転時 0.5L/ 分

TIA-51d
耐圧防爆構造
ExdⅡB+H2T4

0-50ppm（成分による）
0-2000ppm（成分による）
0-20～50ppm未満（成分による）
ゼロ：フルスケールの±0.5%
スパン：フルスケールの±0.5%
ゼロ：フルスケールの±1.0%
スパン：フルスケールの±1.0%

測定ガス 繰返し性 繰返し性ゼロドリフトまたは
スパンドリフト最大測定範囲最小測定範囲

CO
CO2
CH4
C3H8
NO
SO2

フルスケールの
±0.5%

フルスケールの
±2%/ 週

0 ～ 100%
0 ～ 100%
0 ～ 100%
0 ～ 100%
0 ～ 100%
0 ～ 100%

0 ～ 0.21%
0 ～ 0.11%
0 ～ 0.21%
0 ～ 0.051%
0 ～ 0.21%
0 ～ 0.051%

EIA-51 TIA-51

測定ガス ゼロドリフトまたは
スパンドリフト最大測定範囲最小測定範囲

CO
CO2
CH4
C3H8
NO
SO2

フルスケールの
±0.5%

フルスケールの
±2%/ 週

0 ～ 2000 ppm
0 ～ 1000 ppm
0 ～ 2000 ppm
0 ～ 500 ppm
0 ～ 2000 ppm
0 ～ 500 ppm

0 ～ 50 ppm
0 ～ 50 ppm
0 ～ 50 ppm
0 ～ 50 ppm
0 ～ 100 ppm
0 ～ 100 ppm

※EIA-51は測定レンジによってケースの形状が変わります。

※1 その他の測定成分についてはご相談ください。 ※2 大気圧が一定で周囲温度変化が±5℃のこと。 ※3 シールドケーブルが必要です。 ※4 内圧防爆構造の時に必要となります。
※5 ModbusはSchneider Automation Inc. の登録商標です。

■仕様
形式
防爆構造

測定原理
測定成分※1

測定レンジ　　　  最小レンジ
　　　　　　　　  最大レンジ
　　　　　　　　  オプションレンジ
性能　　　　　　  繰返し性　  標準レンジ

　　　　　　　　　　　　　　オプション
　　　　　　　　　　　　　　レンジ
　　　　　　　　  直線性
　　　　　　　　  ドリフト※2

　　　　　　　　  応答時間（分析計入口から）
試料ガス　　　　  組成　　　  耐圧防爆
　　　　　　　　　　　　　　構造

　　　　　　　　　　　　　　内圧防爆
　　　　　　　　　　　　　　構造
　　　　　　　　  圧力
　　　　　　　　  流量
　　　　　　　　  温度
　　　　　　　　  排出点
接ガス部材質
外形寸法

質量
表示
校正方式
アナログ出力※3　　出力内容
　　　　　　　　  出力仕様

　　　　　　　　  アナログ値警報
接点出力　　　　  出力内容
（オプション）※3　　出力仕様
接点入力　　　　  入力内容
（オプション）※3　　入力仕様

通信　　　　　　  インターフェース
（オプション）※3　　プロトコル
　　　　　　　　  通信速度
設置環境　　　　  設置場所
　　　　　　　　  周囲温度
　　　　　　　　  相対湿度
　　　　　　　　  振動
　　　　　　　　  粉塵
ユーティリティ　　 電源電圧
　　　　　　　　  電源周波数
　　　　　　　　  消費電力

　　　　　　　　  内圧防爆用保護ガス※4

EIA-51p
内圧防爆構造
ExpxⅡT4X

TIA-51p
内圧防爆構造
ExpxⅡT4X

̶

W540×D395×H880mm（取付板含む）　

約 60kg

電源投入時 290VA、定常時約 120～140VA 
（電源電圧により異なります）

T90=20 秒以内（オプションレンジ：T90=40 秒以内）
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ゼロガス・スパンガス

試料ガス

EIA-51d/51p

EIA-51d/51p

TIA-51d/51p

自立型キュービクル架台

■外形寸法図（単位：mm） ■システム構成図
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排気ガス
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■周辺機器（内圧防爆の場合に標準装備）
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シーケンスコントローラ

リレーバリア

保護ガス制御ユニット

●分析計の電源供給を制御します。

●危険箇所へ流入する電気エネルギーを制限します。

●内圧保持用の保護ガスの圧力や掃気時流量を制御します。

排気ガス

保護ガス

ゼロガス・スパンガス

試料ガス

保護ガス

非危険箇所
記録計

危険箇所

接点入出力
または通信入出力

保護ガス
制御ユニット

シーケンス
コントローラ

リレー
バリア

EIA-51p
TIA-51p
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Printed in Japan TS-F(SK)23HRA-2875D

■防爆形プロセス用ガス分析計51シリーズ

プロセス用熱伝導式水素分析計
TCA-51d/51p

熱伝導式

石油精製など、水素計測が
必要なニーズに最適の一台。

プロセス用赤外線ガス分析計
EIA-51d/51p

NDIR

さまざまな種類の
ガス分析を防爆条件で測定。

プロセス用赤外線ガス分析計
TIA-51d/51p

高感度NDIR

ppmオーダーの高感度測定に。

磁気圧力式

プロセス用磁気ダンベル式酸素分析計
PMA-51d

磁気ダンベル式

各種プロセス管理を支える
酸素計測に、最適の専用タイプ。

プロセス用磁気圧力式酸素分析計
MPA-51d/51p

EIA-51d●
●

●
●

●
●

●

●
●

EIA-51p
TIA-51d
TIA-51p
MPA-51d
MPA-51p
PMA-51d
TCA-51d
TCA-51p

耐圧防爆構造 内圧防爆構造 モデル

プロセス用磁気圧力式酸素分析計

プロセス用熱伝導式水素分析計

プロセス用赤外線ガス分析計

プロセス用磁気ダンベル式酸素分析計


